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Zalacznik nr 1 do programu studiow

ZAKYL.ADANE EFEKTY UCZENIA SIE

Wydzial: Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki
Kierunek studiow: Inzynieria mikrosystemoéw mechatronicznych

Poziom studiéow: studia drugiego stopnia
Profil: ogélnoakademicki

Umiejscowienie kierunku

Dziedzina nauki: nauki inzynieryjno-techniczne
Dyscyplina/dyscypliny w przypadku kilku dyscyplin proszg wskaza¢ dyscypling wiodaca)
automatyka, elektronika i elektrotechnika (dyscyplina wiodaca), inzynieria mechaniczna

Objasnienie oznaczen:
P6U — charakterystyki uniwersalne odpowiadajace ksztalceniu na studiach pierwszego stopnia - 6 poziom PRK*
P7U — charakterystyki uniwersalne odpowiadajace ksztalceniu na studiach drugiego stopnia - 7 poziom PRK*

P6S — charakterystyki drugiego stopnia odpowiadajace ksztatceniu na studiach pierwszego stopnia studiéw - 6 poziom PRK *

P7S — charakterystyki drugiego stopnia odpowiadajgce ksztalceniu na studiach drugiego stopnia/ jednolitych magisterskich — 7 poziom PRK*
W — kategoria ,,wiedza”

U — kategoria ,,umiejetnosci”

K — kategoria ,.kompetencje spoteczne”

K(symbol kierunku) W1, K(symbol kierunku) W2, K(symbol kierunku)_W?3, ...- efekty kierunkowe dot. kategorii ,,wiedza”

K(symbol kierunku) U1, K(symbol kierunku)_U2, K(symbol kierunku)_U3, ...- efekty kierunkowe dot. kategorii ,,umiej¢tnosci”

K(symbol kierunku) K1, K(symbol kierunku) K2, K(symbol kierunku) K3, ...- efekty kierunkowe dot. kategorii ,,kompetencje spoteczne”

S(symbol specjalnosci) W..., S(symbol specjalnosci) W..., S(symbol specjalnosci) W..., ...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,,wiedza”
S(symbol specjalnosci) _U..., S(symbol specjalnosci) _U..., S(symbol specjalnosci)_U..., ...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,,umiejetnosci”
S(symbol specjalnosci) K..., S(symbol specjalnosci) K..., S(symbol specjalnosci) K..., ...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,.,kompetencje
spoteczne”

..._inz — efekty uczenia si¢ umozliwiajace uzyskanie kompetencji inzynierskich



Odniesienie do charakterystyk PRK

Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach

Symbol Opis efektow uczenia si¢ dla kierunku studiow Uniwersalne . .
. R i . . szkolnictwa wyzszego (S)
kierunkowych Inzynieria mikrosystemow mechatronicznych charakterystyki Charaktervstvki dia
efektow Po ukoniczeniu kierunku studiow pierwszego | Charakterystyki | | i - =V YL E L
uczenia si¢ absolwent: stopnia dla kwalifikacji ! Na poz
S 7 PRK, umozliwiajacych
(V) na poziomie 7 : -
uzyskanie kompetencji
PRK .
inzynierskich
WIEDZA (W)
K2IMM Wo1 | 702 z_asade;_ dziatania popu_larnych cyfrowych interfejsow P7U W
- komunikacyjnych w mechatronice -
K2IMM Wo2 | 702 me:codyke; projektowania i oprogramowania elekFron1cznych P7U W
- systemOw wbudowanych do zastosowan w mechatronice -
K2IMM_W03 pOS}ada aktgalnq w1edz§ na temat ’zasady dzialania 1 metod P7U W P7S WG P7S WG INZ
projektowania bezbateryjnych systeméw bezprzewodowych - -
K2IMM_ W04 posiada uporzqdkf)wan_q wiedze ogdlng w zakresie konstrukcji P7U W
aparatury elektronicznej
K2IMM W05 posmda ’szczegolowq \,medzq w zal.<r651e budowy, zasad dzialania P7S WG P7S WG INZ
- i obszaréw zastosowan uktadow mikroprocesorowych - - =
K2IMM W06 p051ac‘1a uporzqdkowal.lq wiedze z zakresu diagnostyki P7S WG
- materialowej w elektronice -
ma wiedz¢ og6lng z zakresu zrealizowanych w czasie studiow
K2IMM_ W07 kluczoyvy’ch kurso.w, wiedze szczegolow?[ na temat wybrany_ch P7U_W P7S WG P7S WG INZ
zagadnien, a takze zna trendy rozwojowe w mechatronice - -
i dziedzinach z nig zwigzanych
zrealizowal prace dyplomowa bazujac na zdobytej w czasie _
K2IMM_WO08 | studiow wiedzy wiasciwej dla studiowanego kierunku Inzynieria P7TU_W P7S_WG P7S WG _INZ
mikrosystemoéw mechatronicznych
ma wiedz¢ na temat procesOw wytwarzania 1 stosowania
K2IMM_WO09 | nowoczesnych elementow 1 ukladow optoelektronicznych P7S_WG
w mikrosystemach
zna zasady wykorzystania mikromechanizméw i1 mikronapedow .
K2IMM_W10 P7S_WG P7S WG _INZ

w technice i zyciu codziennym
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K2IMM_W11

zna konstrukcje, technologiec i1 mozliwosci wykorzystanie
W nowoczesnej technice urzadzen mikro-elektrycznych-
mechaniczno-optycznych (MOEMYS)

P7S_WG

P7S WG _INZ

K2IMM_W12

ma uporzagdkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedzg
w zakresie techniki §wiatlowodowej, w tym wiedz¢ niezbedng do
zrozumienia fizycznych podstaw dziatania $wiatlowodow
I systemow telekomunikacji optycznej

P7S_WG

P7S WG _INZ

K2IMM_W13

ma poszerzong 1 poglgbiong wiedzg teoretyczng oraz praktyczng
w zakresie metod i narzedzi numerycznych do modelowania
I projektowania mikro i nanosystemow elektronicznych

P7S_WG

P7S WG _INZ

K2IMM_W14

ma poglebiong wiedz¢ dotyczaca teorii niezawodnosci
w mechatronice, w tym: metod testowania i diagnostyki
systemoéw mechatronicznych, charakterystyk i rozktadow
niezawodnosci, estymacji parametroOw niezawodnosci, modeli
uszkodzen

P7S_WG

P7S_ WG _INZ

K2IMM_W15

ma uporzadkowang, podbudowang teoretycznie wiedze zwigzang
z  konstrukcja, zasadami dziatania, wiasciwosciami
I zastosowaniem czujnikow chemicznych i1 $wiattowodowych
w elektronice  stosowanych oraz zna kierunki rozwoju
zaawansowanych systemow czujnikowych

P7S_ WG

P7S_ WG INZ

K2IMM_W16

ma uporzadkowang i1 poszerzong wiedz¢ w zakresie konstrukcji
i dzialania analogowych i cyfrowych uktadéow elektronicznych
oraz metod przetwarzania sygnatow, np. z systemoOw
czujnikowych

P7TU_W

P7S_WG

K2IMM_W17

ma uporzagdkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedzg
w zakresie zaawansowanych technologii mikroelektronicznych,
procesow przyrzadowych wytwarzania cienko-
i grubowarstwowych elementow i uktadow elektronicznych oraz
przetwornikow  czujnikow  biochemicznych, orientuje si¢
w aktualnym stanie oraz trendach rozwojowych zaawansowanych
technologii mikroelektronicznych

P7S_WG

P7S WG _INZ

K2IMM_W18

poznanie 1 rozumienie obszarOw zastosowan i charakterystyk
ukladéw  optoelektronicznych oraz  podstawowych  pojgé
z zakresu konstrukcji uktadéw elektronicznych ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementow optoelektronicznych

P7S_WG




K2IMM_W19

ma rozszerzong wiedz¢ z zakresu metrologii oraz zastosowania
aparatury kontrolno-pomiarowej; zna i rozumie metody pomiaru
wielkosci fizycznych i charakterystyk mierzonych obiektow oraz
zdalnej kontroli z wykorzystaniem tzw. aparatury wirtualnej

P7TU W

P7S_WG

K2IMM_W20

posiada wiedz¢ z zakresu zastosowania technologii laserowych
dla wytwarzania tj. cigcie, spawanie, napawanie, etc. oraz
mikroobrobka laserowa; rozumie zasade dziatania lasera,

P7TU_ W

P7S_WG

K2IMM_W21

posiada wiedz¢ dotyczaca zarzadzania przedsiewzieciami,
a W szczeg6lnosci projektami 1 zespotami interdyscyplinarnymi
realizujagcymi projekty mechatroniczne

P7S_WK

P7S_ WK _INZ

K2IMM_W22

ma wiedz¢ na temat podstawowych poje¢ teorii 1 techniki
systemOw oraz zarzadzania procesami operacyjnymi; ma takze
wiedz¢ na temat innowacyjnego rozwigzywania probleméow,
projektowania koncepcyjnego, czy regut selekcji rozwigzan

P7TU_ W

P7S_WG

K2IMM_W?23

ma wiedz¢ dotyczaca budowy 1 zasad dzialania typowych
ukladow  mechatronicznych ~w  maszynach  roboczych
i r6znorodnych  pojazdach (dzwignicach, urzadzeniach
magazynowych, = maszynach  budowlanych, gbrniczych,
rolniczych, itp.)

P7S_WG

P7S_ WG INZ

K2IMM_W24

ma wiedz¢ z zakresu modelowania dynamiki uktadow
mechatronicznych z uwzglednieniem definiowania elementéw
skonczonych ~ obiektow  mechanicznych,  elektrycznych,
elektrohydraulicznych itp.

P7S_WG

K2IMM_W25

ma poglebiong wiedz¢ na temat rachunku prawdopodobienstwa,
statystyki matematycznej oraz rozkladéw probabilistycznych,
szczegblnie w odniesieniu do mechatroniki

P7U_W

UMIEJETNOSCI (U)

K2IMM_U01

potrafi wybra¢ i skonfigurowaé cyfrowy interfejs komunikacyjny
zgodnie z wymaganiami projektu mechatronicznego

P7S_UW

P7S_UW_INZ

K2IMM_U02

potrafi  zaprojektowaé, oprogramowaé¢ 1 wykona¢ system
wbudowany bedacy integralng czescig systemu
mechatronicznego

P7S_UW

P7S_UW_INZ

K2IMM_U03

potrafi  zaprojektowa¢ 1 oprogramowaé bezprzewodowy,
bezbateryjny system elektroniczny

P7S_UW

P7S_UW _INZ




potrafi krytycznie oceni¢ oraz wybra¢ odpowiednie metody

K2IMM_U04 | diagnostyczne w odniesieniu do materialow 1 technologii P7U_U P7S_UW P7S UW INZ
stosowanych w elektronice
potrafi dobra¢ oraz zaprogramowaé mikroprocesor lub P7S UO '

K2IMM_UO05 | mikrosterownik na potrzeby realizacji specjalistycznego projektu P7S UW P7S_UW _INZ
mechatronicznego -
potrafi przedstawia¢ wyniki wilasnych badan, pozyskiwac
i analizowa¢ informacje z literatury przedmiotu, baz danych oraz P7S UW

K2IMM U06 innych wlasciwie dobranych zrddel; prezentowaé¢ wiasne P7S UK

- kwalifikacje z zakresu wiedzy, umiejetnosci 1 kompetencji P7S UU

spotecznych wiasciwych dla studiowanego kierunku Inzynieria -
mikrosystemow mechatronicznych
potrafi tworzy¢ teksty techniczne i prezentacje multimedialne,
przedstawiajac wyniki wlasnych badan, pozyskiwac i analizowac P7S UW '

K2IMM_UOQ7 | dane z zakresu zagadnien studiowanego kierunku Inzynieria P7S UU P7S_UW INZ
mikrosystemow mechatronicznych; krytycznie analizuje, a takze -
ocenia dotychczasowe rozwigzania techniczne 1 proponuje nowe
potrafi zaprojektowacé 1 wykorzysta¢ mikrosystem z elementami

K2IMM_UO08 | optoelektronicznymi i1 oceni¢ jego mozliwosci funkcjonalne, P7S_UW P7S UW_INZ
a takze zaproponowac ulepszenia

K2IMM_U09 dokonuje prayvidlowego doboru mikromaszyn i mikronapedéw P7S_UW P7S UW INZ
do zastosowan praktycznych
potrafi zaplanowa¢ eksperyment pomiarowy, poshizy¢ sie¢

K2IMM_U10 | wiasciwie dobranymi przyrzadami i systemami pomiarowymi, P7S_UW P7S_UW INZ
oszacowac niepewnos¢ pomiaroOw i opracowac¢ wyniki pomiarow

K2IMM_U11 dokonuje prawidlowego doboru MOEMS-6w do zastosowan P7S_UW P7S_UW INZ
praktycznych -
potrafi projektowa¢, uruchamia¢ i testowac elektroniczne uktady

K2IMM_U12 | analogowe, potrafi sporzadzi¢ kosztorys projektu, zna zasady P7S_UW P7S_UW_INZ
BHP
zna i stosuje zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracy

K2IMM_U13 Z laserami 1 widknami $wiatlowodowymi; potrafi obstugiwaé P7S_UW P7S_UW INZ

podstawowa aparatur¢ pomiarowa 1 montowac systemy
pomiarowe w zakresie techniki Swiattowodowe;j




K2IMM_U14

potrafi korzysta¢ z odpowiednich metod i narzgdzi numerycznych
do wspomagania prac inzynierskich w dziedzinie projektowania
mikro i nanosystemow elektronicznych (np. Ansys, FlexPDE,
Material Studio itp.)

P7S_UW

P7S_UW INZ

K2IMM_U15

potrafi rozwigzywa¢ zagadnienia dotyczace niezawodnosci
systemOéw mechatronicznych, w tym: obliczania charakterystyk
I parametrow niezawodno$ciowych z wykorzystaniem danych
pomiarowych, planowania sposobow testowania i diagnostyki

P7S_UW

P7S_UW INZ

K2IMM_U16

potrafi ~ zaprojektowa¢  wybrane  czujniki ~ chemiczne
I swiattowodowe oraz opracowaé zalozenia dot. ich konstrukcji
oraz parametrow uzytkowych; potrafi zastosowa¢ odpowiednie
konstrukcje w projektowanych systemach czujnikowych

P7S_UW

P7S_UW INZ

K2IMM_U17

potrafi oceni¢, poréwnaé¢ ze wzgledu na parametry opisujace
uktad scalony analogowe i cyfrowe oraz dokona¢ analizy ich
pracy w roznych zastosowaniach; potrafi oceni¢ przydatnosé
i mozliwo$¢ wykorzystania nowych rozwigzan dotyczacych
zarOwno ukltadow jak i metod przetwarzania sygnatow

P7S_UW

P7S_UW_INZ

K2IMM_U18

potrafi zaprojektowa¢ proces technologiczny wytwarzania
wybranych  elementow 1 uktadéow  poiprzewodnikowych
i W technice grubowarstwowej, potrafi okresli¢ kierunki dalszego
uczenia si¢ 1 zrealizowac proces samoksztalcenia

P7S_UU
P7S_UW

P7S_UW INZ

K2IMM_U19

posiada umiejetnos¢ doboru techniki 1 potrzebnych danych do
wykonania  zadania  projektowego oraz = samodzielnego
wykonywania podstawowych projektow uktadow
optoelektronicznych

P7S_UW

P7S_UW INZ

K2IMM_U20

potrafi korzysta¢ z wirtualnej aparatury kontrolno-pomiarowej
oraz potrafi zestawi¢ oraz skonfigurowac¢ odpowiednie wirtualne
systemy kontrolno-pomiarowe w praktyce inzynierskiej

P7S_UW

P7S_UW INZ

K2IMM_U21

potrafi obshizy¢, sparametryzowa¢ i1 zbada¢ wynik dzialania
oprzyrzadowania mechatronicznego w roéznych technologiach
wytworczych

P7S_UW

P7S_UW INZ

K2IMM_U22

posiada umiejetno$¢ doboru parametréw wiazki laserowej do
zadanego procesu, potrafi postgpowaé ze specjalistycznym
oprzyrzadowaniem wykorzystywanym w procesach obrobki
laserowej

P7S_UW

P7S_UW _INZ




K2IMM_U23

potrafi analizowa¢ budowe¢ i zasady dzialania réznorodnych
ukladow  mechatronicznych  stosowanych w  maszynach
roboczych 1 roznorodnych pojazdach, potrafi zaplanowac
i przeprowadzi¢ ich badania eksperymentalne

P7S_UW

P7S_UW INZ

K2IMM_U24

potrafi przeprowadza¢ komputerowa symulacje pracy ukladu
hydraulicznego, analizowa¢ procesy dynamiczne; potrafi
analizowac i budowa¢ uktady hydrotroniczne

P7S_UW

P7S UW INZ

K2IMM_U25

potrafi modelowa¢ uktady mechatroniczne w profesjonalnych
systemach do wirtualnego prototypowania (CAD, MBS, MES),
przeprowadzi¢ obliczenia statyczne i dynamiczne w zakresie
liniowym i nieliniowym

P7S_UW

P7S_ UW INZ

K2IMM_U26

zna specjalnoSciowy jezyk obcy na poziomie $rednio-
zaawansowanym (B2+); potrafi porozumiewaé si¢ (ustnie i na
piSmie) w srodowisku zawodowym, zna wigcej niz jeden jezyk

obcy

P7S_UK

K2IMM_U27

rozumie 1 potrafi stosowa¢ w praktyce mechatronicznej
podstawowe pojecia rachunku prawdopodobienstwa i statystyki
matematycznej

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW INZ

KOMPETENCJE SPOLE

CZNE (K)

K2IMM_KO01

potrafi mysle¢ 1 dziala¢ w sposob kreatywny i przedsigbiorczy,
wspotdziata¢ 1 pracowa¢ w grupie, rozumie potrzeb¢ i1 zna
mozliwosci cigglego doksztalcania si¢; analizuje podejmowane
decyzje w aspekcie oddzialywania na srodowisko oraz zwigzane
z tym dylematy

P7U_K

P7S_KO
P7S_KR

K2IMM_K02

potrafi pracowa¢ samodzielnie oraz w zespole, przyjmujac w niej
roézne role

P7U_K

K2IMM_K03

potrafi wspoldziata¢ 1 pracowa¢ w grupie, przyjmujac w niej
rozne role

P7U_K

K2IMM_KO04

planuje swoje dzialania w sposob kreatywny, okresla priorytety
i kolejno$¢ dziatan

P7S_KK

K2IMM_K05

rozumie potrzebg poznawania i wykorzystywania nowych technik
1 technologii oraz potrafi okresla¢ cele 1 przewidywac¢ skutki
w podejmowanych pracach eksperymentalnych oraz pracuje
samodzielnie i w zespole

P7S_KK




K2IMM_K06

uwzglednia konieczno$¢ stosowania metod numerycznych
W procesie projektowania systeméw elektronicznych

P7S_KK

K2IMM_K07

dostrzega aspekty zwigzane 2z niezawodno$ciag systemoéw
mechatronicznych oraz statystyczng prezentacja danych
pomiarowych w roznych dziedzinach praktyki inzynierskiej

P7U_K

K2IMM_KO08

rozumie potrzebe ustawicznego ksztalcenia si¢ oraz rozumie
zasade dziatania systemoéw czujnikowych 1 konieczno$¢ ich
zastosowania w systemach diagnostycznych i kontrolnych

P7S_KK

K2IMM_K09

prawidtowo identyfikuje, rozwigzuje 1 wdraza, wspoldziatajac
W grupie, wiedze z zakresu projektowania i1 stosowania uktadow
elektronicznych

P7U_K

P7S_KR

K2IMM_K10

student ma zrozumienie wpltywu stosowanych technologii na
srodowisko 1 jest Swiadom zwigzanych z tym ograniczen

P7S_KO
P7S_KR

K2IMM_K11

rozwinig¢cie umiejetnosci dziatania w grupie, przy jednoczesnym
braniu odpowiedzialno$ci za wyniki wlasnych dziatan

P7U_K

K2IMM_K12

dostrzega pozytywne aspekty stosowania wirtualnej aparatury
kontrolno-pomiarowej w praktyce inzynierskiej

P7S_KK

K2IMM_K13

ma $wiadomo$¢ waznos$ci 1 zrozumienie pozatechnicznych
aspektow i skutkéw dzialalnos$ci inzyniera-mechatronika, w tym
jej wplywu na $srodowisko, 1 zwigzanej z tym odpowiedzialnos$ci
za podejmowane decyzje

P7S_KR

K2IMM_K14

potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety shuzace realizacji
okreslonego przez siebie lub innych zadania

P7S_KK
P7S_KO

K2IMM_K15

potrafi wyszukiwa¢ 1 korzysta¢ z literatury, samodzielnie
zdobywaé¢ wiedzg, pracuje systematycznie 1 samodzielnie
poszerzajac swoje umiejetnosci; potrafi pracowac zespotowo

P7U_K




Zal. nr 2 do Programu studiow
OPIS PROGRAMU STUDIOW
1. Opis ogolny

1.1 Liczba semestrow: 3 1.2 Catkowita liczba punktow ECTS konieczna do ukornczenia studiow na
danym poziomie: 90

1.3 Lgczna liczba godzin zajecé.: 1125 1.4 Wymagania wstepne (w szczegolnosci w przypadku studiow drugiego
stopnia):

Procedura, tryb i wymagania rekrutacyjne sq corocznie okreslane przez
Senat PWr. Informacje dotyczqce rekrutacji na studia znajdujg sie na
stronie internetowej Dziatu Rekrutacji PWr. Dodatkowym wymogiem
rekrutacji na studia Il stopnia jest ukonczenie przez kandydata kierunku
studiow z listy kierunkow pokrewnych. Lista ta jest publikowana na stronie
internetowej Dziatu Rekrutacji PWr.

1.5 Tytut zawodowy nadawany po zakonczeniu studiow: 1.6 Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia:

magister inZynier Absolwent studiow II stopnia kierunku Inzynieria mikrosystemow mechatronicznych

posiada wyksztalcenie, osiggniete na I stopniu studiow, obejmujgce w zasadzie wiedzg

i umiejetnosci z zakresu elektroniki, optoelektroniki, informatyki oraz mechaniki i budowy

maszyn. Jest przygotowany do pracy W interdyscyplinarnych zespotach projektowych,

prowadzenia badan i kontynuowania ksztatcenia na studiach Il stopnia. Absolwent

konczqcy studia Il stopnia na kierunku Inzynieria mikrosystemow mechatronicznych:

e posiada wiedze [ umiejetnosci umozliwiajgce  stosowanie  nowoczesnych,
innowacyjnych urzqdzen elektronicznych, optoelektronicznych oraz mikrosystemowych,

e posiada wiedze z zakresu zastosowania elementéw aparatury kontrolno-pomiarowej
W uktadach sterowania i uktadach automatycznej regulacyi,

o Diegle postuguje si¢ i korzysta ze wspolczesnych narzedzi informatycznych
(komunikacja wewngtrzsystemowa, systemy wbudowane, modelowanie
i oprogramowywanie proceséw wytworczych oraz mikrosterownikéw),

e potrafi zaprojektowaé, wspotuczestniczy¢ i nadzorowaé procesy wytwarzania oraz
korzysta¢  z zautomatyzowanej aparatury kontrolno-pomiarowej w zakresie
mechatroniki,




e zna specjalnosciowy jezyk obcy na poziomie sredniozaawansowanym.

Absolwent moze pracowaé¢ w matych/srednich firmach i przedsiebiorstwach o szerokim
profilu produkcyjnym (elektronicznym, mechanicznym, mechatronicznym, elektrycznym i
podobnych), instytucjach  naukowo-technicznych  oraz  zespolach  projektowo-
konstrukcyjnych. Ponadto moze pracowaé W punktach serwisowo-ustugowych, zaktadach
eksploatujgcych i serwisujgcych maszyny i urzqdzania mechatroniczne.

1.7 Mozliwos¢ kontynuacji studiow

Absolwent jest przygotowany do podjecia studiéw I11 stopnia

1.8 Wskazanie zwigzku z misjg Uczelni 1 strategiqg jej rozwoju:

Zgodnie z misja Uczelni oraz ,Strategia Rozwoju Politechniki
Wroctawskiej 2016-2020” Politechnika Wroctawska jest uniwersytetem
technicznym, ktory jako autonomiczna uczelnia techniczna, uniwersytecka
instytucja badawcza, za swoje postannictwo uznaje ksztattowanie
tworczych, krytycznych 1 tolerancyjnych osobowosci studentow i
doktorantéw oraz wytyczanie kierunkow rozwoju nauki i techniki.
Uczelnia, w stuzbie spoleczenstwu, realizuje swa misje poprzez: inwencje i
innowacje, najwyzsze standardy w badaniach naukowych, przekazywanie
wiedzy, wysoka jako$¢ ksztalcenia oraz swobode krytyki z poszanowaniem
prawdy. Wydzial Elektroniki Mikrosysteméw i Fotoniki (WEMIiF) jest
jedna z jej jednostek, istotnych w realizacji i laczeniu wysokich
kompetencji teoretycznych, badawczych i eksperckich z kompetencjami
dydaktycznymi i1 wychowawczymi. Przyjeta na Wydziale koncepcja
ksztatcenia/model ksztalcenia, wypelnia zapisy dokumentéw uczelnianych
oraz Strategii Rozwoju Wydzialu Elektroniki Mikrosystemow 1 Fotoniki
(Uchwata nr 128/13/2012-2016) wyrazonej przez Plan Rozwoju Wydziatu
Elektroniki Mikrosysteméw 1 Fotoniki oraz przez Cele Strategiczne
WEMIF wraz z miernikami stanu ich realizacji. Koncepcja ksztalcenia na
Wydziale uwzglednia okreslong przez MNiSW perspektywe rozwoju
szkolnictwa wyzszego w latach 2015-2030.




2. Opis szczegélowy
2.1  Calkowita liczba efektow uczenia si¢ w programie studiow: W (wiedza) = 25, U (umiejetnosci) = 27, K (kompetencje) = 15, W +
U+K=67
2.2  Dla Kkierunku studiow przyporzadkowanego do wiecej niz jednej dyscypliny — liczba efektow uczenia si¢ przypisana do
dyscypliny:
D1 (Wiodqca) automatyka, elektronika i elektrotechnika 62 (liczba ta musi by¢ wigksza od polowy catkowitej liczby efektow uczenia sig )
D2 inzynieria mechaniczna 5

2.3  Dla kierunku studiow przyporzadkowanego do wi¢cej niz jednej dyscypliny — procentowy udzial liczby punktow ECTS dla
kazdej z dyscyplin:
D1 90% punktow ECTS
D2 10% punktéow ECTS
2.4, Dla kierunku studiow o profilu ogolnoakademickim — liczba punktéw ECTS przypisana zajeciom zwigzanym z prowadzona w
Uczelni dzialalno$cia naukowg w dyscyplinie lub dyscyplinach, do ktorych przyporzadkowany jest kierunek studiow (musi by¢ wigksza niz
50 % catkowitej liczby punktow ECTS z p. 1.1) 67

2.5  Zwiezla analiza zgodnoSci zakladanych efektéw uczenia sie z potrzebami rynku pracy

Ksztalcac na studiach o profilu ogdlnoakademickim swojg oferte Wydziat kieruje do absolwentéw studiéw I i II stopnia oraz innych grup zainteresowanych rozwojem i
podwyzszaniem kwalifikacji, zdobytych poza edukacjg formalng. Docelowo studia o tym profilu winny przygotowywaé profesjonalng kadre dla gospodarki i nauki, w
tym liderow grup badawczych, zespolow projektowych i technicznych. Ksztalcenie na kierunku Inzynieria Mikrosystemow Mechatronicznych (IMM) jest wspotbiezne z
ramami strategicznymi na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Slaska w obszarze elektroniki, branzy motoryzacyjnej i obszaréw pokrewnych oraz krajowych
inteligentnych specjalnosci (KIS 8, 9, 11, 12).

Zasoby wiedzy, umiejetnos$ci oraz kompetencji spolecznych studentow/absolwentow kierunku IMM Wydzialu sa wynikiem przypisania efektow uczenia si¢ na
okreslonym stopniu studiow odnoszacych si¢ do realizowanych kurséw. Efekty uczenia sig, okre§lone dla kurséw kierunkowych, odniesione sa do efektow uczenia si¢ dla
obszaru nauk inzynieryjno-technicznych. Winny one zapewni¢ studentom/absolwentom posiadanie poglebionej, uporzadkowanej i podbudowanej teoretycznie wiedzy,
stanowigcej zaawansowang wiedz¢ ogolna z zakresu dyscyplin automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inzynieria mechaniczna, zawierajacej gldwne trendy
rozwojowe dyscyplin oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegotowej, dotyczacej m. in. wybranych faktow, obiektow i zjawisk oraz zwigzanych z nimi metod i
teorii, wyjasniajacych zlozone zalezno$ci migdzy nimi. Przyjete rozwigzanie dotyczace wzrostu kompetencji przy przejsciu na wyzszy poziom kwalifikacji, z
jednoczesnym zapewnieniem ,,otwartosci” studiow II stopnia, daje mozliwo$¢é przyswajania bardziej zaawansowanej wiedzy i umiej¢tnosci (przy okre§lonych
kompetencjach spolecznych) w wezszym zakresie tematycznym. Potencjalni, przyszli pracodawcy w regionie sg informowani o poziomie wiedzy, umiejetnosciach i
kompetencjach spotecznych osigganych przez studentdéw/absolwentdw poprzez przedstawicieli przemystu, wchodzacych w sktad Konwentu Wydzialu i majacych wptyw
na zakres okres§lanych efektow uczenia sie.

Zdobyta wiedza podstawowa jak i wiedza szczegdtowa dotyczaca dziedziny winna by¢ na tyle szeroka, by student/absolwent kierunku moégt samodzielnie oraz w ramach
ustawicznego ksztalcenia dostosowywac swoje kompetencje do zmieniajacych si¢ warunkow i wyzwan jakie stana przed nim w czasie kilkudziesigcioletniej kariery
zawodowej. Takie oczekiwania majg pracodawcy wdrazajacy nowoczesna organizacj¢ pracy i innowacyjne technologie w swoich firmach. Przypisane kursom efekty,
osiggane podczas procesu ksztalcenia, zapewnia, zgodnie z oczekiwaniami przysztych pracodawcoéw posiadanie przez absolwenta wiedzy o trendach rozwojowych oraz



nowych, wdrozonych w ostatnim czasie osiggnieciach nie tylko w obszarze elektroniki, elektrotechniki, automatyki, inzynierii mechanicznej, optoelektroniki, fotoniki,
informatyki, ale tez w dziedzinach takich jak m. in. medycyna czy ochrona srodowiska.

Zaktadanym efektem, osigganym w procesie ksztalcenia, dotyczacym wiedzy, jest posiadanie przez absolwenta zaawansowanej wiedzy dotyczacej transferu technologii
oraz wiedzy zwigzanej z zarzadzaniem (w tym zarzadzaniem jakoscig) oraz prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej. Efektem ksztalcenia winna by¢ ponadto wiedza
ogo6lna, uwzgledniana w praktyce inzynierskiej, niezb¢dna do rozumienia spotecznych, ekonomicznych, prawnych oraz innych, pozatechnicznych, uwarunkowan dziatan
inzynierskich. Efekty takie osiagane s przez realizacj¢ kurséw ogdlnouczelnianych. Taka wiedza umozliwi absolwentowi zrozumie¢ realia odnoszace si¢ do organizacji
procesow produkcyjnych oraz uwarunkowan, w jakich sg one prowadzone. Pozwoli mu to ponadto na uwzglednianie tego rodzaju uwarunkowan w pracy indywidualnej
oraz pracy zespolowej, jaka w wyniku osiagniecia efektow jest w stanie odpowiedzialnie podja¢. Tego rodzaju zasobu wiedzy od absolwenta szkoty wyzszej oczekuje
wspolczesny rynek pracy. Zawarte w kartach przedmiotow kursoéw, realizowanych na kierunku, efekty uczenia si¢ zapewniaja ponadto osiggnigcie przez absolwenta
umiejetnosci integrowania wiedzy réznych dziedzin i dyscyplin ze stosowaniem podejscia systemowego przy formowaniu i rozwigzy waniu zadan inzynierskich. Rynek
pracy oczekuje, ze osiggniete w procesie ksztalcenia efekty zapewnig przygotowanie absolwenta do pracy w $rodowisku przemystowym ze znajomoscig przez niego
zasad bezpieczenstwa zwigzanych z praca, a w szczegélnosci z pracg na okreslonym stanowisku/urzadzeniu. W tym wzgledzie istotne sa tu efekty osiggane przy
realizacjach kurséw typu laboratoryjnego. Student/absolwent powinien widzie¢ potrzebe ulepszania i usprawniania procesu produkcji, czy tez istniejagcych na stanowisku
pracy istniejacych rozwigzan technicznych. Po osiggnigciu efektow uczenia si¢ powinien on potrafi¢, uwzgledniajac aspekty pozatechniczne, zgodnie z zadang
specyfikacja, zaprojektowac oraz wykonaé (przy uzyciu wtasciwych metod, technik i narz¢dzi) ztozone urzadzenie, system lub proces.

Majac zatem na uwadze, ze zadaniem zaktadanych i osiagganych na kierunku ksztatcenia efektow uczenia si¢ jest sprostanie, w jak najwickszym stopniu oczekiwaniom
przedsigbiorcow zatrudniajacych naszych absolwentow, istotnym elementem oceny jakos$ci procesu ksztatcenia sa prowadzone w czasie kazdego semestru hospitacje oraz
ankiety wydzialowe skierowane do studentdéw oraz absolwentow. Weryfikacja zgodnosci zaktadanych efektow uczenia si¢ z oczekiwaniami i potrzebami rynku nastepuje
rowniez podczas licznych kontaktéw naszych absolwentéw z pracownikami Wydziatu.

2.6. Laczna liczba punktow ECTS, ktéra student musi uzyska¢ na zajeciach wymagajacych bezposredniego udzialu nauczycieli

akademickich lub innych os6b prowadzacych zajecia i studentow (wpisa¢ sume punktow ECTS dla kursow/ grup kurséw oznaczonych
kodem BK?) 60,3 ECTS

2.7. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaje¢¢ z zakresu nauk podstawowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotow 4
obowigzkowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotow 0
wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 4




2.8. Y.aczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaje¢¢ o charakterze praktycznym, w tym zajeé
laboratoryjnych i projektowych (wpisa¢ sume punktéw ECTS kurséw/grup kurséw oznaczonych kodem P)

Liczba punktow ECTS z przedmiotow
) 26
obowigzkowych
Liczba punktow ECTS z przedmiotow 36
wybieralnych
Laczna liczba punktow ECTS 62
2.9.  Minimalna liczba punktéow ECTS , ktora student musi uzyskaé, realizujac bloki ksztalcenia oferowane na zajeciach

ogoélnouczelnianych lub na innym Kierunku studiow (wpisa¢ sume¢ punktoéw ECTS kurséw/grup kurséw oznaczonych kodem O)
8 punktéw ECTS

2.10. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student moze uzyskac, realizujac bloki wybieralne (min. 30 % calkowitej liczby punktow
ECTS) 47 punktow ECTS

3. Opis procesu prowadzacego do uzyskania efektow uczenia si¢:

Studenci kierunku uzyskuja/osiggajg zakladane efekty uczenia si¢ przede wszystkim podczas zaje¢ zorganizowanych przez uczelni¢ w ramach
prowadzonego procesu ksztalcenia. Efekty uczenia si¢ przypisane do kategorii ,,wiedza”, w tym tresci ksztalcenia z nimi zwigzane,
przekazywane sg podczas wyktadéw oraz zaje¢ audytoryjno-seminaryjnych. Efekty obejmujace umiejetnosci, kompetencje spoteczne oraz
inzynierskie osiggane sg na zajeciach o charakterze praktycznym, przy bezposrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi, prowadzonych
w formie ¢wiczen, laboratoriow badz zajec projektowych.

Realizowana przez studentow praca dyplomowa, obejmujacg ztozone problemy inzynierskie oraz zagadnienia pomiarowo0-badawcze,
umozliwia studentowi utrwalenie uzyskanych efektow uczenia si¢. W procesie ksztalcenia studenci realizujg zajecia w nowoczesnych
laboratoriach technologiczno-badawczych Wydzialu. Zajecia te powigzane sa z prowadzonymi na Wydziale projektami badawczymi,
dotyczacymi nowych 1 aktualnych obszarow badawczych, dzigki czemu studenci zdobywaja do$wiadczenie badawcze 1 maja mozliwos¢
wspotuczestniczenia w badaniach naukowych.

Studenci maja mozliwo$¢ korzystania z dodatkowych, nieobowiazkowych form ksztalcenia, ktore sprzyjaja osiaganiu efektéw uczenia si¢
poprzez uczestnictwo w konsultacjach merytorycznych, konsultacjach laboratoryjnych, kursach wyréwnawczych oraz dodatkowych zajeciach

wspotorganizowanych przez Wydziat z branzowymi firmami zewng¢trznymi (np. w ramach programu LabVIEW Academy badz IQRF Smart
School).



Osiaganie zakladanych efektow uczenia si¢ przez studentow jest weryfikowane na biezaco poprzez systematyczng ocene prowadzong
W postaci: kartkowek, odpowiedzi ustnych, sprawozdan, protokotow laboratoryjnych, projektéw badz prezentacji multimedialnych. Na
wykladach osiggnigcie zaktadanych efektéw uczenia si¢, obejmujacych szerszy zakres tresci ksztalcenia, weryfikowane jest przez

kolokwia/egzaminy czastkowe badz koncowe.



4. Lista blokow zajec:

4.1 Lista blokow zaje¢ obowiazkowych:

4.1.1 Lista blokéw ksztalcenia ogélnego
4.1.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (1 pkt. ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma S',DOS'. grup
Lp. kursu/ kursow efektu . ';lr’;spl;/ igllji ogdlno- 0

5 ? ia si C - harakt.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wle| 1| p|s|eemasie | zzy | CNPS | taema | 0 | kusow | czenia uczel- braky- | rodzal® | typ

niany cznym®

o . - K2IMM_K10
1. FLH121521W Filozofia nauki i techniki 1 K2IMM_K13 15 60 2 1,2 T z 0 KO Ob.
Razem 1]0[0]O0]0O 15 60 2 1.2

4.1.1.2 Blok Jezyki obce (0 pkt ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPO; srup
Lp. kursu/ Kurséw efektu N i o [ogono- |0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wl¢|l|p]|s| Ue¥Mase | zzu | CNPS | faczna ZBaElc kurséw | czenia uczel; cpr:ZLil;t_' rodzai® | typ’
niany’ cznym®
Razem
4.1.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | S grup
Lp. kursu/ kursow efektu . I;L:;i)lil/ izllji— ogdlno- °
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wle|t]p|s| verniasie | 72y | cNPs | ema | T | cursow | czenia | Ul | Gear | rodzal® | typ?
niany4 cznym®
Razem

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



4.1.1.4 Technologie informacyjne (0 pkt ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo; grup
Lp. kursu/ kursow efektu - ZL:L%L;// izﬁ_ ogolno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé|l|p]|s]| veremase | 77y | CNPS | Iaezna Zg:ff kursow | czenia | uczel- %ﬁiﬁ'f,t_' rodzaj® | typ’
niany4 cznym®
Razem

Razem dla blokéw ksztalcenia ogolnego

L.qczna L.qczna L_qczna Liczba punktow
. . liczba liczba liczba -
Laczna liczba godzin ] - y ECTS zajgc
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
1 0,010 15 60 2 1,2
4.1.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych
4.1.2.1 Blok Matematyka (4 pkt. ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPSS' grup
Lp. kursu/ kursow efektu - ';‘r’l:spl;/ i‘;"_ ogdlno- o
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé|l|p]|s | Uezmase | zzy | CNPS | taczna ZBa:ff kurséw | czenia UCZQ'; c,ﬂ:ﬁl;t rodzaj® | typ’
niany’ cznym®
. ., K2IMM_W25
1. MATO001454W | Statystyka i rachunek prawdopodobienstwa 1 K2IMM__ K15 15 30 1 0,6 T z o PD Ob
. . K2IMM_U27
2. MATO001454L | Statystyka i rachunek prawdopodobienstwa 1 K2IMM_K15 15 60 2 14 T z (e} P PD Ob
Razem 1)1]0]1]0]0 30 90 3 2

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



4.1.2.2 Blok Fizyka (0 pkt. ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma S',DO?: grup
Lp. kursu/ kurséow efektu . E‘r’;spl;/ i‘;ﬁ_ ogolno- | 0 )
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w|é¢|I|p]|s| vezeMmasie | zzy | CNPS | taczna Z;:flc kursow | czenia UCZG'; %,iftyt_' rodzaj® typ’
niany’ cznym®
Razem
4.1.2.3 Blok Chemia (0 pkt. ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin | symbol godzin pkt. ECTS | Forma SF’E; grup
Lp. kursu/ kurséw efektu - ';‘r’l:;‘i// ;Z"_ ogolno- | _
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wle|1|p]|s]| uezeniasic | 77y | cNPS | taczma Zsjlff kursow | czenia | uezel | SEEEL | rodza® | typ?
niany* cznym®
Razem
4.1.2.4 Blok Informatyka (0 pkt. ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPS& grup
Lp. kursu/ kursow efektu . ';L:l:sp“y/ i‘;"_ ogolno- | _
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wl|¢| | p]|s| Uesemasic | zzy | CNPS | Iaczna nglc kurséw | czenia UCZQ'; cp,ZLiyt_' rodzaj® typ’
niany cznym®
Razem

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




Razem dla blokéw z zakresu nauk podstawowych:

Lo | Loz | Laeam | oo
Laczna liczba godzin lczba lczba lczba ECTS zajeé
a godzin godzin punktéw BKL
Y448 CNPS ECTS
w ¢ | p S
1 1(0]|1 30 90 3 2
4.1.3 Lista blokéw kierunkowych
4.1.3.1a Blok Przedmioty obowigzkowe kierunkowe
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SP};’; grup
Lp. kursu/ kursow efektu ] ';‘:L;‘;’ ;‘;" ogdlno- 0
. “ ia si ¢ - harakt.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wléll|p]|s| wezemase | 77y | CNPS | taczna ZBa:flc kurséw | czenia uczel- (;JrZIr?[y- rodzaj® typ’
niany4 cznym®
1. MCD021001W |[Mikromechanizmy i mikronapedy 2 K2IMM_W10| 30 30 1 0,6 T E K Ob
K2IMM_W10
2. MCDO021001L [Mikromechanizmy i mikronapgdy 1 Eg:mm—ggg 15 60 2 14 T 4 P K Ob
K2IMM_KO03
N . K2IMM_W17
3. MCD021002W [Zaawansowane technologie mikroelektroniczne | 2 K2IMM_K10 30 30 1 0,6 T z K Ob
4. MCDO021002L [Zaawansowane technologie mikroelektroniczne 1 Eg:mm-gig 15 60 2 14 T z P K Ob
5. MCD021003W [Optoelektronika stosowana 1 K2IMM:WO9 15 30 1 0,6 T E K Ob
. K2IMM_U08
6. MCDO041003L |Optoelektronika stosowana 1 K2IMM_K05 15 30 1 0,7 T z P K Ob
7. MCD021004W [Projektowanie urzadzen optoelektronicznych 1 K2IMM_W18| 15 30 1 0,6 T z K Ob
. . , - K2IMM_U19
8. MCDO021004P  |Projektowanie urzadzen optoelektronicznych 1 K2IMM_K11 15 60 2 1,4 T 4 P K Ob
K2IMM_W04
9. MCDO021005W [Podstawy konstrukcji aparatury elektronicznej 1 K2IMM_K10| 15 30 1 0,6 T z K Ob
K2IMM_K14
Modelowanie i symulacja komputerowa K2IMM_W23
10. MCM021006W zespotéw mechatronicznych ! K2IMM_W24 15 30 1 0.6 T z K 0b
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 10

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



Modelowanie i symulacja komputerowa K2IMM_U23
11. MCM021006L X - 1 K2IMM_U24 15 30 1 0,7 K Ob

zespotéw mechatronicznych K2IMM U25
12. MCD022001W [Technika $wiattowodowa 1 K2IMM:W12 15 30 1 0,6 K Ob
13. MCD022001L |Technika $wiatlowodowa 1 Eg:mm_%g 15 30 1 0,7 K Ob
14. | MCD022002W (Czujniki chemiczne i $wiattowodowe 1 roMM Il 15 30 1 0,6 K ob
15. | MCD022002L  (Czujniki chemiczne i $wiattowodowe 2 Mol 30 90 3 21 K ob
16. MCD022013W [MOEMSy 1 K2IMM:W11 15 60 2 1,2 K Ob

K2IMM_U10
17. MCD022013L |[MOEMSy 2 K2IMM_U11 30 90 3 2,1 K Ob

K2IMM_K03
18. MCD022004W |[Nowoczesna diagnostyka materialowa 2 K2IMM_W06| 30 60 2 1,2 K Ob
19. | MCD022004L [Nowoczesna diagnostyka materiatowa 3 v 45 | 120 4 28 K ob

. = ) K2IMM_W14
20. MCDO023008W [Niezawodno$¢ w mechatronice 1 K2IMM_K07 15 30 1 0,6 K Ob

. o . K2IMM_U15
21. MCDO023008L |Niezawodno$¢ w mechatronice 1 K2IMM_K07 15 60 2 14 K Ob
22. MCM021203W [Technologie laserowe 1 K2IMM_W20| 15 30 1 0,6 K Ob

K2IMM_U21
23. MCMO021203L [Technologie laserowe 1 K2IMM_U22 15 30 1 0,7 K Ob

K2IMM_K13

Razem 15/0]14(1 10 450 1080 36 23,8
Razem dla blokéw kierunkowych:
taczna taczna taczna . .
. . licza | liczha | liczba | L1703 punkiow
Laczna liczba godzin - - X ECTS zajec¢
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
1510 (14| 1 | 0 | 450 1080 36 23,8
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 11

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



4.2 Lista blokéw wybieralnych

4.2.1 Lista blokéw ksztalcenia ogélnego
4.2.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (3 pkt ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SF’{)’; grup
Lp. kursu/ kurséw efektu kursu/ sov o0g6lno- 0
kursé . bolem GK uczenia si zajgé grupy zali- g charakt. 6 7
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wl¢|l|pls ¢ | ZZU | CNPS | taczna Bkl | kursow | czenia U_Clet prakty- | rodzaj typ
niany cznym®
MCMO023001BK | Zarzadzanie i logistyka
. K2IMM_W21
1. MCMO023002W | Zarzadzanie matg firma 2 K2IMM:W22 30 90 3 1,8 T 4 KO w
. o K2IMM_W21
2. MCMO023002W | Zarzadzanie przedsigwzigciem 2 K2IMM_W22 30 90 3 1,8 T 4 KO \W
Razem 2|10]0]J]0]O 30 90 3 1,8
4.2.1.2 Blok Jezyki obce (3 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma 5?53‘ grup
Lp. kursu/ kursow efektu - E%ZL;/ i(;"_ ogolno- ©
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wle|1|p|s]| veemiasic | zzy | oNPS | daena | T | Kursow | czenia uczel- e | rodza® | typ!
niany cznym®
1. | JZL100709BK [ Jezyk obcy B2+ 1 K2IMM_U26| 15 30 1 0,7 T z 0 P KO W
2. | JZL100710BK | Jezyk obcy A1/A2 3 K2IMM_U26| 45 60 2 1,4 T Z 0 P KO w
Razem 0]4]0]0]0O 60 90 3 2,1
4.2.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma S’,)Oé grup
Lp. kursu/ kurséw efektu » I;L:;i)lil/ i(:lji— ogblno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé|1]p|s|veremasic | 77y | cNPS | faezna ngf kursow | czenia | Uczeh Cpr}:[ﬁbt_' rodzaj® | typ’
niany’ cznym®
Razem

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy

12



4.2.1.4 Technologie informacyjne (0 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod , , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kurséw efektu kursu/ s6b m 5
“ | grupy oznaczy¢ symbolem GK) ) uczenia zajeé | grupy zali- | ©BOMO | charakt. _
kursow wice|l|pl|s sie ZZU | CNPS | lgczna B:fl kurséw | czenia uczel; (;)rglr(aty- rodza® | typ’
niany cznym®

Razem

Razem dla blokéw ksztalcenia ogolnego:

L.qczna L.qczna L.qczna Liczba punktow
. . liczba liczba liczba .
Laczna liczba godzin . . , ECTS zajeé
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
2140|010 90 180 6 3,9

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy

13



4.2.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych

4.2.2.1 Blok Matematyka (0 pkt ECTS):

J Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Ko , , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grup)q kursow efektu kursu/ s6b o~ 5
' grupy oznaczy¢ symbolem GK ) uczenia zajeé grupy zali- " | charakt. )
kursow wice|l|pl|s si¢ ZZU | CNPS | faczna | o1 | kurséw | czenia queI; prakty- | rodzaj® | typ’
niany’ cznym®
Razem
4.2.2.2 Blok Fizyka (0 pkt ECTS):
J Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
kKO , , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp ursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grup)f; kurséw efektu kursu/ s6b ogomo 5
’ grupy oznaczy¢ symbolem GK ) uczenia zajeé grupy zali- " | charakt. )
kursow wieltp|s| sie | zzu | cNPS | mezma | T | ursow | czenia uczel | praiy- | rodza® | typ!
niany cznym®
Razem
4.2.2.3 Blok Chemia (0 pkt ECTS):
J Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Ko , , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw efektu kursu/ s6b » 5
) grupy oznaczy¢ symbolem GK) ] uczenia zaied grupy zali- | 08010~ | Akt _
Kurséw wi|c|l|p]|s si¢ y#4V) CNPS laczna B:fl kurséw | czenia U_Czetf prakty- rodzaj® typ’
niany’ cznym®

Razem

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.2.3 Lista blokéw kierunkowych

Razem dla blokéw z zakresu nauk podstawowych:

taczna taczna taczna . X
. . liczba liczba liczba Liczba punktf)w
Laczna liczba godzin ] - . ECTS zajgc
godzin godzin punktow BK!
ZzZU CNPS ECTS

4.2.3.1 Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe (23 pkt ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
; Symbol efektu kursu/ s6b
kursu/ (grupe kursow o . 0e6lno- 0
rupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) ; Hezenia sig zajet grupy zali- y | charakt. 6
grupy yC sy’ w|¢ |l |p ZzZU CNPS faczna BK! kurséw | czenia U_Cze; prakty- rodzaj typ
niany’ cznym®
MCD021001BK | Laboratorium otwarte
K2IMM_U12
MCD021006L Laboratorium otwarte 2 K2IMM_K03 30 60 2 1,4 Z P K W
K2IMM_KO04
MCD021002BK _Systemy bezbateryjne
i bezprzewodowe
Bezprzewodowe sieci uktadow K2IMM_W03
MCDO21007W | | o vinveh 2 K2IMM_ K01 30 60 2 1,2 Z K w
Bezprzewod ieci uktado K2IMM_U03
MCD021007L beezé)at:rw'% ‘mes ect uladow 2 K2IMM_K01 30 60 2 14 z P K w
yiny K2IMM_KO03
Projektowanie bezbateryjnych K2IMM_W03
MCDOZI008W | 11 dow elektronicznych 2 K2IMM_KO01 30 60 2 12 z K W
K2IMM_U03
Projektowanie bezbateryjnych K2IMM_U06
MCD021008P uktadow elektronicznych 2 K2IMM_KO01 30 60 2 14 z P K w
K2IMM_KO03
Cyfrowe interfejsy
MCDO21003BK | | 200\ iy acvine
. . K2IMM_W01
MCD021009W Interfejsy cyfrowe w elektronice 1 K2IMM_K01 15 30 1 0,6 E K w

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy

15



K2IMM_U01
. . K2IMM_U06
7. MCD021009L Interfejsy cyfrowe w elektronice K2IMM_K01 30 60 14
K2IMM_K03
Cyfrowa wymiana danych K2IMM_Wo01
8 MCD021010W w elektronice K2IMM_KO01 15 30 0.6
K2IMM_U01
Cyfrowa wymiana danych K2IMM_U06
% MCD021010P w elektronice K2IMM_KO01 30 60 14
K2IMM_K03
MCD021004BK | Sygnaly i uklady elektroniczne
10. MCD021011W Uktady przetwarzania sygnatow K2IMM_W16 15 30 0,6
K2IMM_U17
11. MCDO021011L Uktady przetwarzania sygnatow K2IMM_KO03 30 60 1.4
K2IMM_KO09
12. | Mcpo21012w | Projektowanie ukladow K2IMM_W16 15 30 06
przetwarzania sygnatow ~
. . X K2IMM_U17
13.| Mcpo21012p | Projektowanie ukladow K2IMM_KO03 30 60 14
przetwarzania sygnatow K2IMM K09
MCD022001BK Wirtuglna aparatura kontrolna
1 sterujaca
14. MCD022005W Wirtualne przyrzady pomiarowe K2IMM_W19 15 30 0,6
K2IMM_U20
15. MCD022005L Wirtualne przyrzady pomiarowe K2IMM_KO03 30 60 1.4
K2IMM_K12
16, MCD022006\W Programgwanle yvlrtualnych K2IMM W19 15 30 06
przyrzadow pomiarowych -
Programowanie wirtualnych K2IMM_U20
17. MCD022006P . . K2IMM_KO03 30 60 14
przyrzadow pomiarowych K2IMM K12
MCD022002BK | Mikroprocesory
i mikrosterowniki
K2IMM_W05
18. MCD022007W Komunikacja w mikrokontrolerach K2IMM_U05 15 30 0,6
K2IMM_K14
K2IMM_W05
19. MCD022007L Komunikacja w mikrokontrolerach K2IMM_U05 15 30 0,7
K2IMM_K14
K2IMM_W05
20. MCD022008W Sterowanie mikroprocesorowe K2IMM_U05 15 30 0,6
K2IMM_K14

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
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Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



K2IMM_W05
21. MCD022008P Sterowanie mikroprocesorowe 1 K2IMM_U05 15 30 1 0,7
K2IMM_K14
Systemy wbudowane
MCD022004BK w elektronice
Zastosowania systemow K2IMM_W02
22. MCD022011W whudowanych w elektronice K2IMM_K01 30 60 2 12
Zastosowania systemow K2IMM_U02
23. MCD022011L wbudowanych w elektronice 2 K2IMM_KO01 30 60 2 14
K2IMM_KO03
Projektowanie systemoéw K2IMM_W02
24 MCD022012W whudowanych w elektronice K2IMM_K01 30 60 2 12
K2IMM_U02
Projektowanie systemow K2IMM_U06
2. MCD022012P wbudowanych w elektronice 2 K2IMM_KO01 30 60 2 14
K2IMM_KO03
MCD023002BK Metody modelowania
numerycznego
K2MTR_W13
26. MCD023007W Modelowanie mikrosystemow K2MTR_KO06 15 30 1 0,6
K2MTR_K14
K2MTR_U14
27. MCD023007L Modelowanie mikrosystemow 2 K2MTR_KO06 30 30 1 0,7
K2MTR_K14
K2MTR_W13
28. MCD023009W Modelowanie nanosystemow K2MTR_KO06 15 30 1 0,6
K2MTR_K14
K2MTR_U14
29. MCD023009L Modelowanie nanosystemow 2 K2MTR_KO06 30 30 1 0,7
K2MTR_K14
Razem 15(11| 0 360 690 23 15,2

Razem dla blokéw kierunkowych:

taczna taczna taczna . .
Lacoma licsba sodsin liczba | liczba | liczba | MEZPApUKOV
aczna flezba go godzin godzin punktow aee
y448) CNPS ECTS
w ¢ | p
9 15|11 360 690 23 15,2

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.2.3.2. Blok Praca dyplomowa (20 pkt ECTS)

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy

Tygodniowa Liczba Liczba , KUrs/erua kursow
L Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | 1iczba godzin | symbol kierunk. godzin pkt. ECTS | Forma 8903- grup
. kursu/ Kurséw efektu ksztat- o I;?L%L;// i(:ljl ogolno- 0
- grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé¢| 1 ]|p]s cenia y#4V) CNPS faczna Zg:flc kursow | czenia uczel- Cphrgﬁl;t rodzaj® typ’
niany4 cznym®

K2IMM_WO07

1. MCD023002S | Seminarium dyplomowe 2 K2IMM_U06 30 60 2 14 T z P K Ob
K2IMM_KO01
K2IMM_W08

2. MCDO023006D | Praca dyplomowa magisterska 10 K2IMM_U07 150 540 18 12,6 T z P K w
K2IMM_K02

Razem 0/]0]0]10]2 180 600 20 14
Razem dla bloku praca dyplomowa:
Laczna Laczna Laczna . .
. . liczba liczba liczha | Lic7ba punkiow
Laczna liczba godzin . - X ECTS zajgé
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
0 0|10 2| 180 600 20 14
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 18



4.2.4 Lista blokéw specjalnosciowych

4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalnosciowe (0 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPOS'. grup
Lp. kursu/ kursow efektu . I;lr’LerpL;/ i(:lji- ogolno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢l ]|p]|s | ueznasic | 77y | CNPS | faczna Zg:ff kursow | czenia | uczel- ;ﬁiﬁb‘ rodzaj® | typ’
niany4 cznym®
Razem
Razem dla blokéw specjalno$ciowych:
L_qczna L_qczna L_qczna Liczba punktow

Laczna liczba godzin liczba liczba liczba ECTS zajec

4 & godzin godzin punktéw BK: Ie
ZZU CNPS ECTS

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy
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4.3 Blok praktyk

Nazwa praktyki Praktyka zawodowa
Liczba L:ﬁif,a
punktow puntow Tryb zaliczenia praktyki Kod
EcTs | ECTS
zajeé BK?
Czas trwania .
oraktyki Cel praktyki
4.4 Blok ,,praca dyplomowa”
Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba semestrow pracy dyplomowej Liczba punktéw ECTS Kod
1 20 MCD043003D

Charakter pracy dyplomowej
Studenci Wydziatlu na kierunku Inzynieria mikrosysteméw mechatronicznych w zbiorze przygotowanych
do wyboru tematow magisterskich prac dyplomowych maja do wyboru prace dyplomowe 0 charakterze:
- analitycznym (Analiza np. numeryczna, wlasciwosci)
- technologicznym (np. Wykonanie mikrosystemowego uktadu...)
- projektowym (np. Projekt czujnika gazu)
- konstrukcyjnym (np. Konstrukcja mikroaktuatora do zastosowania w ...)
- uzytkowym (np. Ocena przydatnosci...)
- aplikacyjnym (np. Zastosowanie mikrosterownikow w ...)
- badawczym (np. Badanie, charakteryzacja)
- przegladowym (np. Stan wiedzy dot. systemdw bezbateryjnych)

Liczba punktéw ECTS BK* ‘ 14

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



5. Sposoby weryfikacji zakladanych efektow uczenia sie

Typ zajeé Sposoby weryfikacji zakladanych efektow uczenia sie
wyktad egzamin, kolokwium
¢wiczenia odpowiedz ustna, test, kolokwium

odpowiedz ustna, ,wejSciowka”, wykonywanie ¢wiczenia,

laboratorium . . :
sprawozdanie (protokot) z laboratorium

projekt oceny czastkowe, obrona projektu
seminarium udzial w dyskusji, prezentacja multimedialna tematu
praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa

6. Zakres egzaminu dyplomowego

Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje tresci ksztatcenia przekazywane w ramach studiow. Lista obowigzujacych zagadnien dyplomowych
w danym roku akademickim jest corocznie aktualizowana (w konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzgcymi poszczeg6lne kursy
oraz zatwierdzane przez Komisje¢ Programowa) i publikowana na stronie internetowej Wydziatu.

7. Wymagania dotyczace terminu zaliczenia okreslonych kursow/grup kurséw lub wszystkich kursow w poszczegolnych blokach

Lp. Kod Nazwa kursu/grupy kursow Termin zaliczenia do...
kursu/grupy (numer semestru)
kursow
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 21

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



8. Plan studiéw (zalacznik nr 3)

Zaopiniowane przez wlasciwy organ uchwatodawczy samorzadu studenckiego:

PRZEWODNICZACY WYDZIALOWEJ RADY
SAMORZADU STUDENCKIEGO

P ke %\ A

8.05.2019 . Wojciech Porgbinski
Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow
DZIEKAN WYDZIALU
W
8.05.2019 . dr hab. inz. Rafat Walczak, prof. uczelni
Data Podpis Dziekana

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



Zalacznik nr 3 do Programu studiow

PLAN STUDIOW

WYDZIAL: Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki

KIERUNEK STUDIOW: Inzynieria mikrosysteméw mechatronicznych
POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia

FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: og6lnoakademicki

SPECJALNOSC:

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: polski

Uchwata Senatu PWr nr 753/32/2016-2020 z dnia 16 maja 2019 r.
Obowiazuje od 1.10.2019 r.



Struktura planu studiow w ukladzie godzinowo-punktowym

studia: 11 stopnia
STACJONARNE
kierunek: Inzynieria mikrosysteméw mechatronicznych

sem. 1 sem. 2 sem. 3
[wlcli]rls] [wlclilrls] [wlcli]rls]
kursy obowiazkowe
kursy wybieralne

Statystyka i rachunek

prawdopodobiens twa
1 2
1 1

Modelowanie i symulacja komputerowa
zespoléw mechatronicznych

1 1
MCM021006 1 1

Podstawy konstrukcji aparatury
elektronicznej

1
1

Projektowanie urzadzen

optoelektronicznych Filozofia nauki i techniki

1 2 2

1 1 FLH121521 1
Optoelektronika stosowana E Technika §wiattowodowa E

1 1 1 1

1 1 MCD022001 1 1

Zaawansowane technologie

. . Czujniki chemiczne i § wiattowodowe
mikroelektroniczne

1 2 1 3
2 1 MCD022002 1 2
Mikromechanizmy i mikronapedy E MOEMSy Niezawodnos$ ¢ w mechatronice
1 2 2 3 1 2
2 1 MCD022013 1 2 MCD023008 1 1
N di k E
Laboratorium otwarte owoc.zesna lagnostyka Technologie laserowe
materialowa
2 2 4 1 1
MCD021001BK 2 MCD022004 2 3 MCM021203 1 1

Blok: Sygnaly i uklady elektroniczne Blok: Systemy wbudowane welektronice |Seminarium dyplomowe

1 2 2 2 2
MCDO021004BK = 1 2 MCD022004BK = 2 2 MCD023002 2
E(I;:(L; rﬁ&i{ﬁ; nterfejsy E quiikr;s'\fétc:\:zicies oyl Praca dyplomowa magisterska
1 2 1 1 18
MCDO021003BK = 1 2 MCD022002BK = 1 1 MCD023006D 2
Blok: Systemy bezbateryjne i Blok: Wirtualna aparatura kontrolnai |Blok: Metody modelowania
bezprzewodowe sterujaca numerycznego
2 2 1 2 1 1
MCD021002BK 2 2 MCDO022001BK 1 2 MCD023002BK 1 2
Jezyk obcy B2+ Jezyk obcy A1/A2 Blok: Zarzadzanie
1 2 3
JZ1.100709BK 1 JZ1L1100710BK 3 MCMO023001BK 2
[wlclilrpls] [wlclilr]s] [wlclilrp]s]
sem. 1 sem. 2 sem. 3
30 ECTS (11| 1 |12|6 |0 30 ECTS |12 2 |14 2|0 30 ECTS [6 |0 |4 [18]2
28 |l.godz.|13]1 ]9 [5]0 26 |l.godz.|10| 3 [11]2 |0 13 Jl.godz.|5]0]4f[2]2
razelm W C L B S ECTS 90 I I
28 4 24 9 2
67




Zestaw kursow / grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

Semestr 1
Kursy/grupy kursow obowiazkowe liczba punktow ECTS 17
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow liczba godzin godzin pkt. ECTS Forma Spo?: grup
L. ; Symbol efektu kursu/ s6b
kursu/ (grupe kursow o . o0g6lno- 0
p. kursé . bolem GK uczenia Sig zajec grupy zali- s charakt. 6 7
grupy Kursow 0znaczyc symbolem ) w|¢|l]|p]s ZZU CNPS | 1aczna BK! kurséw | czenia uczel; prakty- rodzaj typ
niany cznym5
Statystyka i rachunek K2IMM_W25
L | MATOOLASAW | o odobietistwa 1 K2IMM_ K15 15 30 1 0,6 T z o) PD Ob
Statystyka i rachunek K2IMM_U27
2. MATO001454L prawdopodobicfistwa 1 K2IMM K15 15 60 2 14 z (6] P PD Ob
3. | MCD021001W | Mikromechanizmy i mikronapedy 2 K2IMM_W10 30 30 1 0,6 K Ob
K2IMM_W10
. o K2IMM_U09
4. MCDO021001L | Mikromechanizmy i mikronapedy 1 K2IMM_U10 15 60 2 1,4 T Z P K Ob
K2IMM_KO03
Zaawansowane technologie K2IMM_W17
5 MCD021002W mikroelektroniczne 2 K2IMM_K10 30 30 1 0.6 T z K Ob
Zaawansowane technologie K2IMM_U18
6. MCD021002L mikroelektroniczne ! K2IMM_K10 15 60 2 14 z P K Ob
7. | MCDO021003W | Optoelektronika stosowana 1 K2IMM_W09 15 30 1 0,6 T E K Ob
. K2IMM_U08
8. MCDO041003L | Optoelektronika stosowana 1 K2IMM_K05 15 30 1 0,7 T z P K Ob
Projektowanie urzadzen
9. MCD021004W optoelektronicznych 1 K2IMM_W18 15 30 1 0,6 T z K Ob
Projektowanie urzadzen K2IMM_U19
10. | MCD021004P optoelektronicznych 1 K2IMM K11 15 60 2 1,4 T z P K Ob
Podstawy konstrukcji aparatury K2IMM_W04
11. | MCDO021005W elektronicznei 1 K2IMM_K10 15 30 1 0,6 T z K Ob
) K2IMM_K14
Modelowanie i symulacja
12. | MCMO021006W | komputerowa zespotéw 1 K2IMM_W23 15 30 1 0,6 T z K ob
. K2IMM_W24
mechatronicznych
Modelowanie i symulacja K2IMM_U23
13. | MCMO021006L | komputerowa zespolow 1 K2IMM_U24 15 30 1 0,7 T z P K Ob
mechatronicznych K2IMM_U25
Razem 9 ]0|5]1]0 225 510 17 11,2
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 3

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Kursy/grupy kurséw wybieralne (195 godzin w semestrze, 13 punktow ECTS)

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spoé grup
L. J Symbol efektu kursu/ s6b
b kursu/ ' ,kursow uczenia sie zajeé grupy sali- ogblno- cha?akt
grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) wlell]p 77U CNPS laczna Bl kursow | czenia u.czelzt orakty- rodzaj® typ’
niany’ cznym®
1. JZ1.100709BK Jezyk obcy B2+ 1 K2IMM_U26 15 30 1 0,7 T Y4 (6] P KO W
MCD021001BK | Laboratorium otwarte
K2IMM_U12
2. MCDO021006L | Laboratorium otwarte 2 K2IMM_K03 30 60 2 14 T z P K W
K2IMM_KO04
MCDO21002BK _Systemy bezbateryjne
i bezprzewodowe
Bezprzewodowe sieci uktadow K2IMM_W03
3. | MCDO2100TW | oo ervinych 2 K2IMM_ K01 30 60 2 1.2 T z K w
Bezprzewodowe sieci uktadow K2IMM_U03
4. MCD021007L bezbatervinvch 2 K2IMM_KO01 30 60 2 14 T z P K W
yny K2IMM_KO03
Projektowanie bezbateryjnych K2IMM_W03
> MCD021008W uktadéw elektronicznych 2 K2IMM_KO01 30 60 2 12 T z K w
K2IMM_U03
Projektowanie bezbateryjnych K2IMM_U06
6. MCD021008P uktadéw elektronicznych 2 K2IMM_KO01 30 60 2 14 T z P K w
K2IMM_KO03
MCD021003BK | Cyfrowe interfejsy komunikacyjne
7 MCDO021009W | Interfejsy cyfrowe w elektronice 1 K2IMM_W01 15 30 1 0,6 T E K w
) K2IMM_K01 '
K2IMM_U01
. . K2IMM_U06
8. MCD021009L Interfejsy cyfrowe w elektronice 2 K2IMM_KO1 30 60 2 14 T 4 P K w
K2IMM_KO03
Cyfrowa wymiana danych K2IMM_W01
9. MCD021010W w elektronice 1 K2IMM_K01 15 30 1 0,6 T E K W
K2IMM_U01
Cyfrowa wymiana danych K2IMM_U06
10. MCD021010P w elektronice 2 K2IMM_K01 30 60 2 14 T z P K W
K2IMM_KO03
MCD021004BK Sygnaly i uklady elektroniczne
11. | MCD021011W | Uktady przetwarzania sygnalow 1 K2IMM_W16 15 30 1 0,6 T Z K w
K2IMM_U17
12. MCD021011L Uktady przetwarzania sygnatow 2 K2IMM_KO03 30 60 2 14 T z P K W
K2IMM_K09
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 4

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




13. | McDo21012W PrOJektrowanie uktadéw przetwarzania 1 K2IMM_W16 15 30 1 06
sygnatow
Proiekt ie uklad " . K2IMM_U17
14. | McDo021012p | 'Y€ %rowame ukiladow przetwarzaiia 2 K2IMM_KO03 30 60 2 1,4
sygnalow K2IMM_K09
Razem 4 11|18|6]|0 195 390 13 8,7
Razem w semestrze
Laczna Laczna Laczna . .
. . liczba liczba liczba Liczba punktf)w
Laczna liczba godzin . . X ECTS zajec
godzin godzin punktow BK!
Z7ZU CNPS ECTS
w ¢ | p
1311 13| 7 0 420 900 30 19,9

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



Semestr 2

Kursy/grupy kursow obowiazkowe

liczba punktow ECTS 19

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS Forma Spo; grup
L. ; Symbol efektu kursu/ s6b
p kursu/ . ,kursow uczenia sig zajgc grupy zali- ogblno- cha(r)akt
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wilé|l]|p]s ZzU CNPS | fgczna BK! kurséw | czenia UCZG'; prakty-. rodzaj® typ’
niany’ cznym®
. . .. L K2IMM_K10
1. FLH121521W | Filozofia nauki i techniki 1 K2IMM K13 15 60 2 12 T o KO Ob
2. MCD022001W | Technika $wiattowodowa 1 K2IMM_W12 15 30 1 0,6 K Ob
o K2IMM_U13
3. MCDO022001L Technika §wiattowodowa 1 K2IMM_K03 15 30 1 0,7 Z P K Ob
s . o K2IMM_W15
4, MCDO022002W | Czujniki chemiczne i $wiattowodowe 1 K2IMM_K08 15 30 1 0,6 T Z K Ob
. . K2IMM_U16
5. MCDO022002L Czujniki chemiczne i $wiattowodowe 2 K2IMM_K08 30 90 3 2,1 T P K Ob
6. MCD022013W | MOEMSy 1 K2IMM_W11 15 60 2 12 T K Ob
K2IMM_U10
7. MCD022013L MOEMSy 2 K2IMM_U11 30 90 3 2,1 T z P K Ob
K2IMM_KO03
8. MCD022004W | Nowoczesna diagnostyka materiatowa | 2 K2IMM_W06 30 60 2 1,2 T K Ob
. . K2IMM_U04
9. MCD022004L | Nowoczesna diagnostyka materiatowa 3 K2IMM_KO03 45 120 4 2,8 T z P K Ob
Razem 6 /]0]8[0]0 210 570 19 12,5
Kursy/grupy kursow wybieralne (180 godzin w semestrze, 11 punktéw ECTS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kursdw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spoé Erup
L. 7 Symbol efektu kursu/ sob
p kursu/ (grupe kursow uczenia sig zajeé grupy zali- ogdlno- cha(r)akt
grupy Kursow oznaczy¢ symbolem GK) wleél|t]pls 77U CNPS taczna B:fl kurséw | czenia uczel;1 oty rodzaj® typ’
niany’ cznym®
1. JZ1.100710BK Jezyk obcy A1/A2 3 K2IMM_U26 45 60 2 14 T Z [¢] P KO W
MCD022001BK ertuzfllna aparatura kontrolna
I sterujaca
2. MCD022005W Wirtualne przyrzady pomiarowe 1 K2IMM_W19 15 30 1 0,6 T Z K w
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 6

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




K2IMM_U20
3. MCD022005L Wirtualne przyrzady pomiarowe 2 K2IMM_KO03 30 60 2 1,4
K2IMM_K12
4. | McD022006w | Programowanie wirtualnych 1 K2IMM_W19 15 30 1 06
przyrzadow pomiarowych
Programowanie wirtualnych K2IMM_U20
5. MCD022006P przyrzadéw pomiarowych 2 K2IMM_KO03 30 60 2 14
K2IMM_K12
MCDO022002BK | Mikroprocesory i mikrosterowniki
K2IMM_W05
6. MCD022007W Komunikacja w mikrokontrolerach 1 K2IMM_U05 15 30 1 0,6
K2IMM_K14
K2IMM_W05
7. MCD022007L Komunikacja w mikrokontrolerach 1 K2IMM_U05 15 30 1 0,7
K2IMM_K14
K2IMM_W05
8. MCD022008W Sterowanie mikroprocesorowe 1 K2IMM_U05 15 30 1 0,6
K2IMM_K14
K2IMM_W05
9. MCD022008P Sterowanie mikroprocesorowe 1 K2IMM_U05 15 30 1 0,7
K2IMM_K14
MCD022004BK | Systemy wbudowane w elektronice
Zastosowania systemow K2IMM_W02
10. MCD022011W whudowanych w elektronice 2 K2IMM_KO01 30 60 2 12
Zastosowania systemow K2IMM_U02
11. MCD022011L whudowanych w elektronice 2 K2IMM_KO01 30 60 2 1,4
K2IMM_KO03
Projektowanie systemow K2IMM_W02
12 MCD022012W wbudowanych w elektronice 2 K2IMM_KO01 30 60 2 12
K2IMM_U02
Projektowanie systemow K2IMM_U06
13 MCD022012P wbudowanych V\}/Ielektronice 2 K2IMM_KO01 30 60 2 14
K2IMM_K03
Razem 4 13|[5]5]0 180 330 11 7,3
Razem w semestrze:
Laczna Laczna Laczna . .
Laczna liczba godzin IiCZb.a IiCZb.a liczba ngzé){%é)g:;(e;g "
godzin godzin punktéw
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
10 3 | 13| 5 0 390 900 30

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Semestr 3

Kursy/grupy kursow obowiazkowe

liczba punktow ECTS 7

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS Forma Sp03- grup
7 Symbol efektu kursu/ sob
kursu/ ursow uczenia sig sjce | orupy | zali- | osdino- o b
grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) wlel|llp]s 77U CNPS taczna BKL kursow | czenia u_czel;1 prakty- rodzaj® typ’
niany cznym®
. - . K2IMM_W14
MCD023008W | Niezawodno$¢ w mechatronice 1 K2IMM_KO07 15 30 1 0,6 T z K Ob
] ~ . K2IMM_U15
MCD023008L Niezawodnos¢ w mechatronice 1 K2IMM_KO07 15 60 2 14 T z P K Ob
MCMO021203W | Technologie laserowe 1 K2IMM_W?20 15 30 1 0,6 K Ob
K2IMM_U21
MCMO021203L | Technologie laserowe 1 K2IMM_U22 15 30 1 0,7 T 4 P K Ob
K2IMM_K13
K2IMM_WO07
MCD023002S | Seminarium dyplomowe 2 K2IMM_U06 30 60 2 14 T 4 P K Ob
K2IMM_K01
Razem 2 10]2]0]2 90 210 7 4,7
Kursy/grupy kurséw wybieralne (225 godzin w semestrze, 23 punktow ECTYS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spoé grup
; Symbol efektu kursu/ séb
kursu/ (grupe kursow o . 5Ino- 0
k . ’ b 1 GK uczenia sig Zané grupy zali- 0goino charakt.
grupy Kursow 0znaczyc symbolem ) wlé|l]|p]s ZZU CNPS faczna BK! kurséw | czenia U_CZE|;1 prakty- rodzaj® typ’
niany’ cznym®
K2IMM_\WO08
MCD023006D Praca dyplomowa magisterska 10 K2IMM_U07 150 540 18 12,6 T z P K w
K2IMM_K02
MCMO023001BK Zarzadzanie i logistyka
. K2IMM_W21
MCMO023002W | Zarzadzanie matg firmag 2 K2IMM_W22 30 90 3 18 T z KO w
. . K2IMM_W21
MCMO023003W | Zarzadzanie przedsiewzigeciem 2 K2IMM_ W22 30 90 3 18 T 4 KO w
MCD023002BK Metody modelowania
numerycznego
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 8

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




K2IMM_W13
4, MCD023007W Modelowanie mikrosystemoéw K2IMM_KO06 15 30 1 0,6
K2IMM_K14
K2IMM_U14
5. MCD023007L Modelowanie mikrosystemoéw 2 K2IMM_KO06 30 30 1 0,7
K2IMM_K14
K2IMM_W13
6. MCD023009W Modelowanie nanosystemow K2IMM_KO06 15 30 1 0,6
K2IMM_K14
K2IMM_U14
7. MCDO023009L Modelowanie nanosystemow 2 K2IMM_KO06 30 30 1 0,7
K2IMM_K14
Razem 0]2(10|0 225 690 23 15,7
Razem w semestrze:
Ii.qczna L.qczna L.qczna Liczba punktéw
. . iczba liczba liczba -
Laczna liczba godzin - - ) ECTS zajec
godzin godzin punktéw BKL
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p
5 4110 315 900 30 20,4

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie formeg kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym

6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod kursu/grupy Nazwy kursow/ grup kursow konczacych si¢ egzaminem Semestr
kursow

MCD021003W | Optoelektronika stosowana
MCDO021001W | Mikromechanizmy i mikronapgdy 1
MCD021003BK | Cyfrowe interfejsy komunikacyjne
MCD022004W | Nowoczesna diagnostyka materiatowa )
MCDO022001W | Technika $wiattowodowa

3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktow ECTS po poszczegolnych semestrach

Semestr Dopuszczalny
deficyt punktow ECTS
po semestrze
1 12
2 6

Opinia wtasciwego organu Samorzadu Studenckiego
PRZEWODNICZACY WYDZIALOWE]J RADY
SAMORZADU STUDENCKIEGO

b o ARRAS

8.05.2019. Wojciech Porebinski
Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow
DZIEKAN WYDZIALU
@{M
8.05.2019. dr hab. inz. Rafat Walczak, prof. uczelni
Data Podpis Dziekana

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy
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